
 

國立雲林科技大學 

2025 –電漿濺鍍與表面改質半導體薄膜研討會 

 

 

時 間：114.09.05 (週五) 9:00 - 16:50 

地 點：國立雲林科技大學 演講在工程五館 EB107 演講廳與上機實作在工程三館 ES302 電腦教室   

主辦與協辦單位：國立雲林科技大學 (教卓中心、電子工程系)、國家實驗研究院台灣儀器科技研究

中心 

 

   

 

議程時間表： 

時間 單位 講員 講題 

08:30-08:50 報到 

08:50-09:00 長官致詞  

09:00-10:30 
國研院國家儀科技中心 

/真空儀器與檢校技術組 

卓文浩/  

研究員兼任組長 
原子層沉積技術發展與應用 

10:40-12:10 
國立中央大學 / 

光電與工程學系 

郭倩丞 / 

教授 
抗電漿腐蝕薄膜鍍膜技術 

12:10-13:00 午休 (用餐時間 ES102) 

13:10-14:40 
大永真空股份有限公司 

/ 工程技術部 

詹子厚/  

經理 
真空鍍膜設備、技術與實際應用介紹 

15:00-16:50 宗豪科技股份有限公司 
蘇朝盈 /  

講師 

薄膜特性量測與 Macleod 薄膜設計軟

體實作 (工程三館 ES302 電腦教室) 

 


